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요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

분자선 에피택시 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명은 구체화 하는 MBE장치의 전체 구성을 나타내는 평면도. 제 2 도는 제 1 도의 선 Ⅱ-Ⅱ
을 따른 단면도. 제 3 도는 기판이동 어셈블리를 나타내기 위한 제 1 도의 선 Ⅲ-Ⅲ을 따른 단면도. 제 
4 도는 제 1 도의 MBE장치에 사용되는 기판 홀더를 나타내는 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

초고진공으로 될수 있는 성장 챔버, 상기 성장 챔버에 배치된 홀더지지 장치 및, 첫번째 게이트 밸브를 
통해 상기 성장 챔버에 연결되고 고진공으로 될수 있는 준비 챔버를 포함하는 분자선 에피택시 장치에 
있어서, 두번째 게이트 밸브(9)를 통하여 상기 준비 챔버(10)에 연결되고 고진공으로 될수 있는 로우딩 
챔버(11) ; 전진된 이동 위치로 되기 위하여 개방된 두번째 밸브를 통하여 상기 준비 챔버로 움직일 수 
있도록 되어 있고, 한번에 하나 이상의 기판(B)을 받아 들이기 위한 상기 로우딩 챔버에 배치된 첫번째 
이동 부재 ; 두번째 이동 부재와 상기 상기 홀더지지 장치 사이에서 홀더의 이동을 가능하게 하기 위하
여 개방된 첫번째 밸브(8)를 통하여 후진된 이동위치로부터 상기 성장 챔버(2)로 움직일 수 있도록 되어 
있고, 기판홀더가 위에 놓여지기 위한 상기 준비 챔버에 배치된 두번째 이동 부재 ; 상기 전진된 이동 
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위치에 있는 상기 첫번째 이동 부재와 상기 후진된 이동 위치에 있는 상기 두번째 이동 부재에 놓여진 
홀더 사이에서 기판을 이동 시키기 위한 상기 준비 챔버에 배치된 기판이동 어셈블리(28)로 구성된 것을 
특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 홀더지지 장치가 밑으로부터 기판 홀더(H)와 맞물릴 수 있는 한쌍의 간격을 둔 
수평의 지지 아암(13)을 가진 지지프레임(3) 형태인 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 3 

제 2 항에 있어서, 상기 두번째 이동 부재가 상기 한쌍의 지지 아암 사이의 위치로 움직일 수 있도록 상
기 두번째 이동 부재는 상기 한쌍의 지지 아암(13) 사이의 간격보다 작은 폭을 가지며, 상기 지지 프레
임(3)은 상기 두번째 이동 트레이와 상기 한쌍의 지지 아암 사이에서 기판 홀더(H)를 이동 시킬 수 있도
록 수직적으로 움직일 수 있는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 4 

제 1 항에서 3항중 어느 한항에 있어서, 기판 홀더(H)가 해당 갯수의 기판(B)이 조립되고 지지되는 여럿
의 지지 구멍(22)을 포함하는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 5 

제  4  항에  있어서,  상기  두번째  이동  부재가  기판  홀더(H)의  지지  구멍(22)에  대응하는  여럿의 
통로구멍(33)을 가진 트레이 형태이고, 상기 두번째 이동 부재로 해당되는 갯수의 기판을 받아들이고 지
지하기 위한 기판 홀더의 지지 구멍에 대응하는 여럿의 지지 구멍(26)을 가진 트레이 형태인 것을 특징
으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 상기 전진된 위치의 상기 첫번째 이동 트레이(23)가 상기 후진된 이동 위치의 상기 
두번째 이동 트레이(24)바로 위에 위치되는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 7 

제 6 항에 있어서, 상기 기판이동 어셈블리(28)가 수직적으로 움직일 수 있는 베이스 플레이트(36)상에 
장착된 여럿의 직립의 지주(28a)를 포함하며, 각 직립의 지주에는 그 상단부에 하부로부터 해당기판(B)
을 물리게하고, 상기 베이스 플레이트(36)가 올려지면 기판 홀더(H)와 떨어져서 올려지게 하는 여럿의 
방사상으로 뻗어 있는 멈춤쇠(28b)가 형성되어 있고, 기판 홀더의 각 지지 구멍(22)(26)(33), 상기 첫번
째 이동 트레이(23) 및 상기 두번째 이동 트레이(24)에 상기 멈춤쇠를 통과하게 해 주도록 상기 각 지주
의 상기 멈춤쇠에 대응하는 여럿의 방사상의 도려낸 부분(22a)(26a)(33a)이 형성되어 있는 것을 특징으
로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 8 

제 7 항에 있어서, 상기 첫번째 이동 트레이(23)의 상기 지지 구멍(26)이 직선의 열로 배치되어 있고, 
각 열에 있는 지지 구멍이 상기 기판이동 어셈블리(25)의 상기 베이스 플레이트(36)가 올려지더라도 상
기 첫번째 이동 트레이를 상기 로우딩 챔버(11)로 후진 시킬 수 있도록 곧바른 통로(27)에 의해 상호 연
결되어 있는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 9 

제 1 항에서 8항중 어느 한항에 있어서, 성정 챔버로 들어가기 전에 기판 홀더(H)에 의해서 지지되는 기
판(B)을 탈기 하기 위하여, 상기 성장 챔버(2)와 상기 두번째 이동 트레이(24)의 상기 후진된 위치 사이
에서 상기 준비 챔버(10)에 배치된 사전 가열 장치(37)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분자선 에피
택시 장치.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 사전 가열 장치(37)가 수직적으로 간격을 두워 배치된 선반(38)에 여럿의 기판 
홀더(H)를 저장하기 위한 저장기(39)를 포함하는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 저장기(39)의 각 선반(38)에는 상기 두번째 이동 트레이(24)의 이동 통로의 횡방
향으로 간격을 두어져 있는 한쌍의 선반 플레이트(38a)가 있고, 상기 선반 플레이트 쌍은 하부로부터 해
당 기판 홀더(H)와 맞물릴 수 있지만 상기 두번째 이동 트레이를 통과하게 해줄 만큼 충분히 간격이 두
어져 있는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 저장기(39)는 상기 전장기 자체가 상기 두번째 이동 트레이(24)와 상기 저장기 
사이에서 각 기판 홀더(H)의 이동을 가능하게 해주는 기능을 하도록 상기 저장기(39)가 수직적으로 움직
일 수 있는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 13 

제  1  항에서  12항중  어느  한항에  있어서,  상기  성장  챔버(12)가  다른  원소를  위한  다른 
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증발기(15b)(15c) 뿐만 아니라 V족 원소를 위한 증발기(5a)를 갖춘 장착 부분(2b)를 가지고, 상기 V족 
원소의 증발기가 폐쇄될 수 없는 방출개구를 가지고, 상기 각 증발기는 상기 홀더 지지 프레임(3)에 의
해 지지되는 홀더(H)의 중심쪽으로 향해 있는 길이 방향의 축선(a)(b)(c)을 가지는 것을 특징으로 하는 
분자선 에피택시 장치.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 장착 부분이 상기 성장 챔버(2)의 원뿔대 하부 부분(2b)인 것을 특징으로 하는 
분자선 에피택시 장치.

청구항 15 

제13항 또는 14항에 있어서, 상기 V족 원소 증발기(5a)가 상기 홀더 지지 프레임(3)에 직접 대향하여 위
치되고, 상기 다른 증발기(5b)(5c)가 환상의 배치 형태로 V족 원소의 증발기 주위에 배치된 것을 특징으
로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 V족 원소의 증발기(5a)가 상기 홀더 지지 프레임(3)바로 밑에 위치된 것을 특징
으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 17 

제13항에서 16항중 어느 한항에 있어서, 상기 V족 원소의 증발기(5a)의 상기 방출 개구가 상기 홀더 지
지 프레임(3)쪽으로 돌출 된 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 18 

제13항에서 17항중 어느 한항에 있어서, 상기 다른 증발기(5b)(5c) 각각에 상기 홀더 지지 프레임 폭으
로  해당  중발기의  길이  방향의  축선(b)(c)으로  접근하는  회전축선(Y)주위로  피븟  가능한  셔터 
플레이트(7b)를 포함하는 퍽터 어셈블리(7)가 갖추어져 있는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 19 

제18항에  있어서,  상기  셔터  어셈블리(7)의  상기  회전축선(Y)이  아암(7c)에  의해  상기  셔터 
플레이트(7b)에 연결되는 회전축(7a)에 의해 제공되는 것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

청구항 20 

제13항에서 19항중 어느 한항에 있어서 상기 다른 증발기(5b)(5c) 각각에 회전축(7a) 주위로 피봇가능 
한 셔터 플레이트(7b)를 포함하는 셔터 어셈블리(7)가 구비되어 있고, 상기 회전축은 두개의 축선상으로 
분리가능한 부분을 역시 가지고 있는 하우징(16)에 수용된 두개의 축선상으론 분리가능한 부분(7a')(7a

∼)을 가진것을 특징으로 하는 분자선 에피택시 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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